
kT 采用
2um的探
针量测重
复性；
此两个参
数可以证
明设备的
稳定性和
精确性；

标准配
置；

150mm的扫描长度，可以探测更多
表明形貌；可以量测整个6“wafer

P7 可以
量测
wafer应
力（选
购）

量测平整度

精度更高，误差降低6~8倍

1.探针传感器设计更加科学，闭环回路设计使得探
针性能更加稳定，准确；
2.独特的平台设计，使得平台移动时更加的平稳，
使得量测出的数据更加精确；

垂直方向
的最小分
辨率是
0.01A



P7电脑配置：

P7平台XY轴都可以电脑
控制自动移动；


